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(57) Формула изобретения
Плазматрон для нанесения покрытий, содержащий катод с цилиндрической

термоэмиссионной вставкой, сопло-анод, изолятор, завихрительный блок с
тангенциальными отверстиями, канал одновременного ввода плазмообразующего газа
и порошка, систему водоохлаждения, отличающийся тем, что цилиндрическая
термоэмиссионная вставка катода выполнена в виде центрального тела сопла-анода,
суммарная площадь поперечных сечений тангенциальных отверстий завихрительного
блока равна площади щелевого зазора между стенкой сопла-анода и цилиндрической
термоэмиссионной вставкойкатода, конец которой совпадает с началомрасширяющейся
сверхзвуковой части сопла-анода.
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